
특허등록번호 

10-1458011

특허명 

주사전자현미경의 반사전자 검출기

대표발명자 

나노측정센터 조양구

전자 현미경의 검출기의 기판을 실리콘기판을 유리기판으로 대체하는 기술

반도체 공정 과정에 드는 비용을 눈에 띄게 감소시켜주는 '유리를 이용한 주사전자

현미경의 반사전자 검출기'를 소개합니다. 해당 기술은 전자 현미경의 검출기의 기

판을 공정비용이 비교적 고가였던 실리콘(Si) 기판대신 유리기판으로 대체합니다. 

따라서 검출기의 제조 가격이 1/10로 감소해 주사전자현미경의 대량생산이 가능

해지고, 보급 역시 쉽고, 경제적으로 이끄는 기술입니다.

고가의 비용이 소요되는 실리콘 기반 반도체 공정이 부담스럽다면 KRISS의 유리

를 이용한 주사전자현미경 검출기 기술을 만나보세요! 경제적이고 시장성 있는 해

당 기술의 탄생은 반도체 제조 산업에 반가운 소식이 아닐까 싶습니다.

*분해능 : 현미경이나 망원경 등의 최소 식별 능력

*시료 : 시험, 검사, 분석 따위에 쓰는 물질이나 생물

009 전기전자분야

유리를 이용한 주사전자현미경의  
반사전자 검출기
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특허등록번호 

10-1318934

특허명 

웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포

함하는 측정 장치

대표발명자 

신기능재료표준센터 김창수

웨이퍼의 상태를 보다 정밀하고 정확하게 측정하는 기술

반도체소자의 재료인 웨이퍼를 보다 정밀하고 정확하게 측정하는 기술을  

소개합니다.

해당 기술은 웨이퍼 홀더의 상하 움직임 없이 측정이 가능하며, 웨이퍼의 측정 기

준방향을 설정할 수 있을 뿐만 아니라 측정 후 웨이퍼를 회전시켜 추가 측정 또한 

가능한 장치 기술입니다. 

웨이퍼의 품질을 개선하고 나아가 반도체의 생산성을 향상시켜줄 고마운 기술, 

KRISS가 함께합니다.
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웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및  
이를 포함하는 측정 장치
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